
































专利名称(译) 超声探头及其制造方法
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摘要(译)

本发明涉及超声波成像设备的技术领域，公开了超声探头及其制造方
法，超声探头包括压电晶片，压电晶片的前表面设有行电极，多排行电
极上粘接有匹配层；各个行电极通过压电晶片的侧壁，延伸至压电晶片
后表面的两侧，形成包边电极；压电晶片的后表面设有列电极；相邻的
行电极之间具有横向切槽；相邻的列电极之间具有纵向切槽；包边电极
及列电极上连接引线，引线连接于电路板。超声探头结构简单，降低成
本及工艺难度，提高超声探头的生产效率，能够实现批量生产，避免引
入导电构件，额外增加超声探头的工艺复杂性；连接在包边电极及列电
极上的引线的位置不在超声波传播路径上，避免类似引入电连接片等结
构造成探头声学性能降低，提高超声探头的成像效果。
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